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摘要(译)

本发明提供一种超声波探头及其制造方法，所述超声波探头包括背衬
层，所述背衬层设置有允许安装压电构件的凹槽。该超声波探头包括：
所述压电构件；所述背衬层，设置在所述压电构件的后侧表面上，并且
在所述背衬层的前侧表面上设置有安装所述压电构件的凹槽。
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